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論文審査の要旨（2000字程度）

本論文は「表面導電性と凝着力を考慮した微小誘電体の静電マニヒ。ユレーションj と題し，以下の 5章よりな
る．
第 1章「序論Jでは，近年の工学技術の発展に伴い，静電力等を用いたマイクロメートルオーダの微小物体の
搬送，および微小構造物作製技術の確立が求められていることを背景として述べ，静電力を用いた微小物体操作
に関する過去の研究を概観し，それらの問題点を明らかにした上で研究の目的を述べている．すなわち，微小誘
電体を対象とした静電マニピュレーションのメカニズムを解明し，その信頼性を向上するために，シングルプロ
ープと呼ばれる針状工具先端に矩形パルス電圧を印加するマニピュレーションを対象として，操作対象である微
小誘電体粒子の表面導電性と凝着力を考慮した力学モデルを提案し，そのモデルを検証することで，矩形パルス
電圧印加による微小誘電体マニピュレーション手法を確立することが本研究の目的であると述べている．
第 2章「表面導電性と凝着力を考慮した微小誘電体挙動の理論的解析jでは，微小物体操作における表面導電
性と凝着力を考慮した力学モデルを提案し，表面電流に起因する表面電荷が微小誘電体挙動に及ぼす影響を理論
的に解析している．すなわち，プローブ直下の電界中において，ある特定の表面導電性を有する球状微小誘電体
粒子に作用する電界勾配力，表面電荷によるクーロン力，重力，および凝着力を比較することで，マイクロメー
トルオーダの微小粒子の挙動には表面電荷によるクーロンカと凝着力が支配的であることを明らかにしている．
さらに，表面電荷によるクーロン力と凝着力の比較から粒子離脱時のプロープ印加電圧を明らかにし，粒子の表
面導電性から表面抵抗が，系の幾何形状から表面キャパシタンスが，これらの抵抗とキャパシタンスの積から表
面電荷が誘導される時定数が求められることを明らかにしている．これらの理論解析から，静電マニピュレーシ
ョンにおける微小誘電体粒子の挙動が推定できることを明らかにしている．
第 3章「微小誘電体挙動観察と表面電流測定Jでは，微小誘電体挙動の高時間分解能可視化手法を確立し，こ
れと表面電流計測を組合せることで，表面導電性と凝着力を同時に計測する手法を構築し，第 2章で提案した微
小誘電体の表面導電性と凝着力を考慮したモデルの妥当性を明らかにしている．すなわち，先端が半球状のタン
グステン製導体プロープと平滑なステンレス製の導体基板からなるマニピュレーション系を構築し，異なる粒子
を対象として，表面導電性と凝着力を同時に計測している．ー微小誘電体粒子として，ソーダライムガラス粒子，
アモルファスシリカ粒子，表面に界面活性剤が付着したポリスチレン粒子，および表面に導電性高分子が積層重
合されている PMMA粒子を対象として，電圧印加方法の異なる一連の実験を行い，微小誘電体粒子離脱時のプロ
ープ印加電圧とプロープ電圧印加開始から粒子離脱に要する時間を用いて表面電荷が誘導される時定数を同定し
ている．同時に，導体基板から流れる電流と印加電圧の関係から，粒子の表面抵抗値も同定している．さらに，
第 2章で提案じた力学モデルに基づく有限要素法解析によって 時定数を高い精度で予測できることを明らかに
している．
第 4章「矩形パノレス電圧印加による微小誘電体の静電マニピュレーションJでは，静電マニピュレーションに
おける矩形パルス電庄印加時の微小誘電体挙動を確率的に予測する手法を提案し，微小誘電体マニピュレーショ
ンの成功確率を向上させる方法を開発している．すなわち，微小誘電体の個体差と各計測値に含まれる誤差に起
因する不確かさを確率論的に考慮することで，静電マニピューレションの成功確率を表すダイアグラムを矩形パ
ルスの電圧値および時間幅から与える手法を提案し，実験的にこの手法の妥当性を明らかにしている；さらに，
得られたダイアグラムを基に，微小誘電体の離脱に要する電圧値維持で徐々に矩形パルス幅の拡大，逆にパルス
幅維持で徐々に電圧値の上昇，あるいはこれらの組合わせとして，高い成功確率の条件を探索できる手法を開発
している．
第5章 「結論」では，各章で得られた結論を総括し 本研究の今後の展望を述べている．
以上を要するに，本論文は，静電マニピュレーション手法に関して，微小誘電体の表面導電性と凝着力を考慮
した力学モデルを提案し，その有効性を明らかにすることで矩形パルス電圧印加による微小誘電体静電マニピュ
レーションの確立に寄与したものであり，工学上，工業上貢献するところが大きい．よって本論文は博士（工学）
の学位論文として十分な価値があるものと認められる．
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